同軸視覺模組在大面積觸控面板雷射蝕刻製程之應用
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本文利用掃描振鏡系統搭配同軸視覺成像模組完成大面積銀電極基準標記(Fiducial Mark)的取像對位與雷射劃線製程，透過兩套模組整合，除了可以改善傳統非同軸視覺基準標記取像對位的時間外，又可增加線上即時監看製程結果的功能。未來觸控面板在窄邊框的需求下，將可提供更高規格與高產能訴求的雷射製程。
